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Tiivistelma - Sammandrag

Optisen séteilyn késittely-yksikkd (112) kohdistaa optisen lahteen (104) séteilyn eri aallonpituudet mitattavaan kohteeseen (114) mi-
tattavan pinnan (116) normaalista (118) poikkeavasta suunnasta siten, etti eri aallonpituudet fokusoituvat eri korkeuksille mitattavan
pinnan (116) normaalin (118) suunnassa. Mahdollinen polarisaattori (120, 122) polarisoi heijastuneen séteilyn pinnan (116) normaa-
lin (118) suhteen kohtisuoraan suuntaan. Optisen siteilyn kisittely-yksikko (112) kohdistaa detektorille (108) vastaanottamaansa

polarisoltua optista sétellys, jota se ottaa vastaan mitattavasta kohteesta (114). Signaalinkésittely-yksikkd (124) madrittaa detektorin
(112) tuottaman signaalin perusteella detektoidusta séteilysts aallonpituuden, jolla séteilyn voimakkuus on suurin, ja madrittad pin-
nan (116) sijainnin maaritetyn aallonpituuden avulla. Mitattaessa kohdetta (114) molemmin puolin mitattavan kohteen (114) paksuus
on madritettivissé pintojen sijaintien avulia.
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En behandlingsenhet (112) f8r optisk stralning rikiar olika vaglangder av den optiska kéllans (104) stralning pé ett foremal (114) som
skall matas fran en riktning som avviker frn normalen (118) fr ytan (116) som skall métas, s4 att olika vAgléngder fokuseras pa
olika héjder i riktning med normalen (118) for ytan (116) som skall métas. En eventuell polarisator (120, 122) polariserar den
reflekterade stralningen i en vertikal riktning i férhallande till ytans (116) normal (118). Behandlingsenheten (112) for optisk stralning
riktar till detektom (108) polariserad optisk stralning som den mottagit, vilken straining den mottar fran fSremélet (114) som skall
matas, Signalbehandlingsenheten (124) bestimmer pé basis av den av detektomn (112) alstrade signalen fran den detekterade
stralningen en vaglangd, dar stralningens styrka ar stdrst, och bestammer ytansg (116) lige med hjalp av den faststilida vaglangden.
Da féremdlet (114) mits pé bada sidor kan tjockleken av foremalet (114) som skall métas bestimmas med hjélp av ytornas lagen.
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Pinnan ja paksuuden maarittaminen

Ala

Keksinnén kohteena ovat menetelma maéarittda mitattavan kohteen
pinta ja menetelm& maarittdd mitattavan kohteen paksuus. Lis#ksi keksinnon
kohteena ovat mittalaite madarittaa mitattavan kohteen pinta ja mittalaite méarit-
téda mitattavan kohteen paksuus.

Tausta

Esimerkiksi paperin valmistusprosessissa paperin paksuutta pyri-
t44n mittaamaan liikkuvasta paperirainasta. Mittaukseen voidaan kayttéa rat-
kaisuja, joissa mittalaitteen anturi koskettaa paperin pintaa, tai ratkaisuja, jois-
sa anturi ei kosketa pintaa. Pintaa koskettamattomia ratkaisuja ovat esimerkik-
si kapasitiiviset mittaukset ja optiset mittaukset. Anturin kosketus mitattavaan
pintaan voi aiheuttaa pintavirheitd ja siksi ratkaisuja, joissa anturi koskettaa
mitattavan kohteen pintaa, pyritdan vaittamaan.

Mitattavan pinnan maérittamiseksi optisissa mittauksissa on kaytetty
hyvéksi kromaattista aberraatiota. Téssé ratkaisussa pintaan fokusoidaan va-
loa sellaisen optisen elementin 1&pi, jonka polttovéli on tunnetulla tavalla riip-
puvainen valon aallonpituudesta. Pinnasta heijastunut valo kerétaddn koaksiaa-
lisesti samalla optisella elementilld detektorille. Detektori, joka voi olla spekt-
rianalysaattori, analysoi heijastuneen valon spektrin. Se aallonpituus, jolla pin-
ta on parhaiten polttopisteessa, heijastuu tehokkaimmin ja se edustaa spekt-
rissd voimakkainta intensiteettid. Koska mittalaitteen mitoituksen perusteella
on tiedossa, missa tdman aallonpituuden polttopiste on, voidaan tdma perus-
teella madaritelld pinnan sijainti. Jos pinnan madarittely suoritetaan paperin mo-
lemmille pinnoille, voidaan myds mitattavan kohteen paksuus mitata.

Tunnettuun kromaattista aberraatiota hyvéksikayttdvaan ratkaisuun
liittyy kuitenkin ongelmia. Kun mitattavana kohteena on diffuusi materiaali, va-
loa heijastuu pinnan liséksi myds mitattavan kohteen siséltd. Taméa aiheuttaa
mittavirhettd. Esimerkiksi mitattaville kohteille, joihin valo tunkeutuu vahemmén
sisdlle, mittaus antaa systemaattisesti suuremman paksuuden kuin saman
paksuiselle mitattaville kohteille, joihin valo tunkeutuu enemman. Mittavirhetta
on pyritty korjaamaan laskennallisesti muuttamalla mittaustulosta mitattavien
kohteiden laadun mukaan. Suuret mittaustulosten korjaukset heikentévat kui-
tenkin mittaustarkkuutta ja mittausten luotettavuutta eikd ennalta maérittelema-
tonta kohdetta voi tarkasti mitata.



L1 .. .e

"s weee

.
see
* . .

.

.
s 888 Sse e

10

15

20

25

30

35

119259

Lyhyt selostus

Keksinnén tavoitteena on toteuttaa menetelmd mitattavan kohteen
pinnan maéarittdmiseksi ja menetelma mitattavan kohteen paksuuden mittaami-
seksi ja menetelmaét toteuttavat mittalaitteet.

Taméan saavuttaa mittalaite mitattavan kohteen pinnan méaarittdmi-
seksi optisen séateilyn avulla. Mittalaite kdsittda optisen l&hteen; optisen sétei-
lyn kasittely~-yksikon, joka on sovitettu kohdistamaan optisen l&hteen optisen
sateilyn eri aallonpituudet mitattavaan kohteeseen mitattavan pinnan normaa-
lista poikkeavasta suunnasta siten, ettd eri aallonpituudet fokusoituvat eri kor-
keuksille mitattavan pinnan normaalin suunnassa; detektorin, jolle optisen s&-
teilyn kasittely-yksikkd on sovitettu kohdistamaan vastaanottamaansa optista
séteilya, jota optisen séateilyn kasittely-yksikké on sovitettu ottamaan vastaan
mitattavasta kohteesta ainakin peiliheijastuksen suunnasta, joka poikkeaa mi-
tattavan pinnan normaalin suunnasta; signaalinkéasittely-yksikén, joka on sovi-
tettu maarittamaan detektorin tuottaman signaalin perusteella detektoidusta
optisesta séteilysta aallonpituus, jolla optisen séteilyn voimakkuus on suurin, ja
méaérittdmaan mitattavan pinnan sijainti maéritetyn aallonpituuden avulla.

Keksinndn kohteena on myés mittalaite mitattavan kohteen paksuu-
den mittaamiseksi. Mittalaite kasittdd ensimmaisen pinnan mittaamista varten:
optisen lahteen; optisen sateilyn kasittely-yksikén, joka on sovitettu kohdista-
maan optisen lahteen optisen séteilyn eri aallonpituudet mitattavaan kohtee-
seen mitattavan pinnan normaalista poikkeavasta suunnasta siten, etta eri aal-
lonpituudet fokusoituvat eri korkeuksille mitattavan pinnan normaalin suunnas-
sa; detektorin, jolle optisen sateilyn kasittely-yksikk® on sovitettu kohdistamaan
vastaanottamaansa optista sateilyd, jota optisen séteilyn kasittely-yksikkd on
sovitettu ottamaan vastaan mitattavasta kohteesta ainakin peiliheijastuksen
suunnasta, joka poikkeaa mitattavan pinnan normaalin suunnasta; ja signaa-
linkasittely-yksikkd on sovitettu madarittdméan detektorin tuottaman signaalin
perusteella detektoidusta optisesta sateilysta aallonpituus, jolla optisen séteilyn
voimakkuus on suurin, ja maarittdmaan mitattavan pinnan sijainti maaritetyn
aallonpituuden avulla; ja mittalaite kasittda mitattavan kohteen toisen puolen
mittaamista varten: toisen puolen optisen I&hteen; toisen puolen optisen séatei-
lyn késittely-yksikén, joka on sovitettu kohdistamaan optisen lahteen optisen
sateilyn eri aallonpituudet mitattavaan kohteeseen toisen mitattavan pinnan
normaalista poikkeavasta suunnasta siten, etté eri aallonpituudet fokusoituvat
eri korkeuksille toisen mitattavan pinnan normaalin suunnassa; toisen puolen
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detektorin, jolle optisen sateilyn késittely~-yksikkd on sovitettu kohdistamaan
vastaanottamaansa optista séteilyd, jota optisen séteilyn kasittely-yksikkéd on
sovitettu ottamaan vastaan mitattavasta kohteesta ainakin peiliheijastuksen
suunnasta, joka poikkeaa mitattavan pinnan normaalin suunnasta; ja signaa-
linkasittely-yksikkdé on sovitettu maarittdmaan toisen puolen detektorin tuotta-
man signaalin perusteella detektoidusta optisesta sateilysta aallonpituus, jolla
optisen sateilyn voimakkuus on suurin, ja maarittimaan toisen mitattavan pin-
nan sijainti maaritetyn aallonpituuden avulla; ja signaalink&sittely-yksikké on
sovitettu mittaamaan méaéritettyjen pintojen sijaintien avulla mitattavan kohteen
paksuus.

Keksinndn kohteena on myds menetelmd mitattavan kohteen pin-
nan madarittimiseksi optisen séteilyn avulla. Menetelméssa kohdistetaan opti-
sen séteilyn eri aallonpituudet mitattavaan kohteeseen mitattavan pinnan nor-
maalista poikkeavasta suunnasta siten, ettd eri aallonpituudet fokusoituvat eri
korkeuksille mitattavan pinnan normaalin suunnassa; otetaan vastaan optista
séteilyd ainakin peiliheijastuksen suunnasta, joka poikkeaa mitattavan pinnan
normaalista, mé&aritetdsdn vastaanotetusta optisesta sateilystd aallonpituus,
jolla vastaanotetun optisen sateilyn voimakkuus on suurin; ja méaaritetdan mi-
tattavan kohteen pinnan sijainti madaritetyn aallonpituuden avulia.

Keksinndn kohteena on vield menetelmé mitattavan kohteen pak-
suuden mittaamiseksi optisen séteilyn avulla. Menetelméssa kohdistetaan op-
tisen séteilyn eri aallonpituudet mitattavaan kohteeseen ensimmaisen mitatta-
van pinnan normaalista poikkeavasta suunnasta siten, ettéd eri aallonpituudet
kohdistuvat eri korkeuksille ensimmaisen mitattavan pinnan normaalin suun-
nassa; otetaan vastaan optista séteilyd ainakin peiliheijastuksen suunnasta,
joka poikkeaa ensimmaéisen mitattavan pinnan normaalista; mééritetdan vas-
taanotetusta optisesta sateilystd aallonpituus, jolla vastaanotetun optisen
séteilyn voimakkuus on suurin; ja madritetddn ensimmaisen mitattavan pinnan
sijainti m&éritetyn aallonpituuden avulla; kohdistetaan optisen séteilyn eri aal-
lonpituudet mitattavaan kohteeseen toisen mitattavan pinnan normaalista poik-
keavasta suunnasta siten, ettd eri aallonpituudet kohdistuvat eri korkeuksille
toisen mitattavan pinnan normaalin suunnassa; otetaan vastaan optista sétei-
lyd ainakin peiliheijastuksen suunnasta, joka poikkeaa toisen mitattavan pin-
nan normaalista; mééritetdan vastaanotetusta optisesta séteilysta aallonpituus,
jolla vastaanotetun optisen séteilyn voimakkuus on suurin; ja médritetdan toi-
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sen mitattavan pinnan sijainti méaaritetyn aallonpituuden avulla; ja méaaritetaén
mitattavan kohteen paksuus médritettyjen pintojen sijaintien avulla.

Keksinndn edullisia suoritusmuotoja kuvataan epdéitsenéisissa pa-
tenttivaatimuksissa.

Keksinnén mukaisilla menetelmilla ja mittalaitteilla saavutetaan usei-
ta etuja. Mittausta héiritsevaa mitattavan kohteen siséita tulevaa diffuusia hei-
jastumista voidaan vahent&a. Mitattavan kohteen pinnan samoin kuin paksuu-
den maéarittdminen voidaan néin suorittaa tarkasti diffuusista heijastumisesta
huolimatta.

Kuvioluettelo

Keksintdd selostetaan nyt lAhemmin edullisten suoritusmuotojen yh-
teydessad, viitaten oheisiin piirroksiin, joissa

kuvio 1 esittdd mittalaitetta, jonka detektori ottaa vastaan dispersioi-
tua optista sateilya,

kuvio 2 esittdd mittalaitetta, jonka detektori ottaa vastaan dispersi-
oimatonta optista sateilya,

kuvio 3 esittaa mittalaitetta, joka kasittaa heijastimen,

kuvio 4 esittda optisen séateilyn kasittelyosaa,

kuvio 5 esittda optisen séateilyn késittelyosaa,

kuvio 6 esittda mittauksen normalisoimista,

kuvio 7 esittdd mitattavan kohteen paksuuden mittausta,

kuvio 8 esittdd spektrin detektointia sdteenjakajan, kahden erilaisen
suodattimen ja kahden detektorin avulla,

kuvio 9 esittdd suodattimien lapaisya,

kuvio 10 esittaa detektoitua spekiria,

kuvio 11 esittda esimerkkia optisen sateilyn moduloinnista,

kuvio 12 esittéda mittausta kayttaen polttopisteviivastoa,

kuvio 13 esittda pinnan masritysmenetelmén vuokaaviota, ja

kuvio 14 esittda paksuuden mittausmenetelmén vuokaaviota.

Suoritusmuotojen kuvaus

Esitettya ratkaisua voidaan soveltaa erityisesti diffuusien materiaali-
en mittaamiseen, vaikka mittaus toimii myds ei-diffuuseille materiaaleille. Dif-
fuuseja materiaaleja voivat olla esimerkiksi paperi, tekstiili, diffuusilla materiaa-
lilla paallystetty metalli, iho ja erilaisten jauhot, joiden pinta (tai paksuus) halu-
taan maarittaa.
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Tarkastellaan nyt esitettyd ratkaisua kuvion 1 avulla, jossa mittalaite
kasittaa toisistaan erilliset l&hetinosan 100 ja vastaanotinosan 102. Léhetinosa
100 kasittaa optisen lahteen 104 ja ensimmaisen optisen sateilyn kasittelyosan
106. Optisella sateilylla tarkoitetaan tassd hakemuksessa sdhkémagneettista
séteilyd, jonka aallonpituuskaista sijoittuu vélille ultravioletista séateilystd (aal-
lonpituus noin 50 nm) infrapunaiseen séteilyyn (aallonpituus noin 1 mm). Vas-
taanotinosa 102 kasittéda detektorin 108 ja toisen optisen séteilyn késittelyosan
110. Optisen séteilyn kéasittelyosat 106 ja 110 muodostavat optisen séateilyn
kasittely-yksikdn 112, jossa optisen séteilyn késittelyosa 106 kohdistaa opti-
sesta lahteestd 104 tulevan optisen séteilyn eri aallonpituudet mitattavaan koh-
teeseen 114 mitattavan pinnan 116 normaalista 118 poikkeavasta suunnasta
siten, ettd eri aallonpituudet kohdistetaan (fokusoidaan) eri korkeuksille mitat-
tavan pinnan 116 normaalin 118 suunnassa. Vaikka pinta olisi karhea, kuten
se usein voi ollakin, normaalilla tarkoitetaan keskimaaraistd normaalin suun-
taa, joka saadaan esimerkiksi keskiarvoistamalla tai muuten keskiméaaraista-
maélla suuri joukko edustavia normaaleja. Osa aallonpituuksista voi kohdistua
mitattava kohteen 114 yldpuolelle ja osa sen sisddn. Optinen séteily voidaan
hajottaa erillisiksi aallonpituuksiksi esimerkiksi prisman tai hilan avulla optisen
sateilyn kasittelyosassa 106. Kohdistaminen puolestaan voidaan suorittaa yh-
den tai useamman linssin tai peilin avulla fokusoimalla eri aallonpituudet eri
fokuspisteisiin 126.

Mittalaite kasittdd ainakin yhden polarisaattorin 120, 122. Koska
vain yhdellé polarisaattorillakin voidaan toimia, ei lahetinosan 100 polarisaatto-
ria 122 vélttamatta tarvita, vaan voidaan kayttadd polarisaattoria 120 polarisoi-
maan mitattavasta kohteesta 114 heijastunut optinen séteily mitattavan pinnan
116 normaalin 118 suuntaan nahden kohtisuoraan. Talldin optisen séteilyn
séhkdkentan varahtelylia on pinnan 116 normaalin 118 suunnan suhteen koh-
tisuora komponentti. Useita polarisaattoreita kdytettdessé kaikkien polarisaat-
toreiden polarisaatiosuunnat ovat samat. Yksi tai useampi polarisaattori vai-
mentaa mitattavan kohteen 114 siséltd tulevaa optista sateilya, koska mitatta-
van kohteen 114 sisélla polarisaatio heikkenee tai haviaa. Pinnasta heijastuva
optinen séteily polarisoituu tai sailyttda polarisaation.

Heijastumisella tarkoitetaan tdssd hakemuksessa peiliheijastusta ja
hajaheijastusta, joissa heijastuminen voi tapahtua siledstd pinnasta tai karhe-
asta pinnasta. Liséksi heijastumisella tarkoitetaan tdss& hakemuksessa myos
mitattavan kohteen sisélta siroavaa, taittuvaa ja heijastuvaa sateilya. Optinen
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sateily voidaan erdassa toimintamuodossa kohdistaa pintaan ja ottaa vastaan
Brewsterin kulmassa, jolloin optinen séteily tehokkaimmin polarisoituu pinnasta
heijastuessaan.

Optisen séateilyn kasittely-yksikén 112 optisen séteilyn kéasittelyosa
110 voi fokusoida vastaanottamansa polarisoidun optisen séteilyn yhden tai
useamman linssin tai peilin avulla detektorille 118. Optisen séteilyn kasittely-
osa 110 ja detektori 108 on suunnattu ja optisen sateilyn kasittelyosan 110 ja
detektorin 108 numeerinen aukko on mitoitetiu siten, ettd polarisoitua optista
sateilyd voidaan ottaa vastaan ainakin mitattavasta kohteesta 114 tapahtuvan
peiliheijastuksen suunnasta. Kuvion 1 mukaisessa ratkaisussa dispersoidun
optisen séteilyn eri aallonpituuksien polttopisteet ovat rinnakkain detektorilla
108. Tasta syystd kuvion 1 mukaisessa ratkaisussa voidaan eri aallonpituudet
detektoida esimerkiksi rividetektorilla. N&in kukin aallonpituus kohdistuu rivide-
tektorin yhdelle detektorielementille.

Detektorin 108 optisesta sateilystd muodostama sahkdinen signaali
voidaan syéttdad signaalinkésittely-yksikkdon 124, joka voi méaéarittad vastaan-
otetusta optisesta sateilystd aallonpituuden, jolla vastaanotetun optisen sétei-
lyn voimakkuus on suurin. Samoin signaalinkasittely-yksikké 124 voi méaarittaa
mitattavan kohteen 114 pinnan 116 sijainnin méaéritetyn aallonpituuden avulla.
Mitattavan pinnan 116 sijainnin maaritys perustuu siihen, ettd ennalta tiede-
taan, mille etdisyydelle kukin aallonpituus fokusoituu, ja oletetaan, ettd voi-
makkaimmin heijastuu se aallonpituus, joka heijastuu fokuksesta.

Kuvio 2 esittda ratkaisua, jossa myds toinen optisen séteilyn kasitte-
lyosa 110 kasittaa dispersiivisen komponentin, kuten prisman tai hilan, jolla
voidaan optisen sateilyn eri teitd kulkevat aallonpituudet koota yhteen. Tall6in
eri aallonpituudet tulevat samaan polttopisteeseen detektorille 108 ja detekto-
rina 108 voi olla yksikin elementti.

Kuvio 3 esittda ratkaisua, jossa mittalaite kasittda optisen séateilyn
kasittely-yksikéltdan 112 yhteisen ldhetinosan 100 ja vastaanotinosan 102.
Tassé ratkaisussa optisen séteilyn kulku optiselta ldhteeltd 104 mitattavalle
kohteelle 114 ja edelleen optisen sateilyn kasittelyosaan 110 tapahtuu samalla
tavalla kuin kuvion 2 tapauksessakin. Kertaalleen mitattavasta kohteesta 114
heijastunut optinen séteily ei nyt kuitenkaan etene suoraan detektorille 108,
vaan mittalaite kasittdd heijastimen 300, joka heijastaa mitattavasta kohteesta
114 heijastuneen optisen séteilyn takaisin mitattavalle kohteelle 114 siten, etta
optinen séteily heijastuu edelleen mitattavasta kohteesta 114 toisen optisen
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séteilyn kéasittelyosan 110 kautta kohti ensimmaista optisen séteilyn késittely-
osaa 106 ja siitd edelleen kohti optista I&hdettd 104. Kuvion 3 mukaisessa rat-
kaisussa mittalaite k&sittda sateenjakajan 302, joka suuntaa ainakin osan kohti
optista lahdettd 104 suunnatusta optista sateilysta detektorille 108. Séateenja-
kaja 302 voi olla polarisoiva sateenjakaja, jolloin sateenjakaja 302 polarisoi
myds mitattavaan kohteeseen 114 kohdistuvan optisen séteilyn ja jolloin erilli-
sid polarisaattoreita 120, 122 ei tarvita. Sateenjakaja 302 voi télléin myds koh-
distaa kaiken vastaanottosuunnassa tulevan polarisoidun optisen séateilyn de-
tektorille 108.

Vaihtoehtoisesti sateenjakaja 302 voi perustua pelk&stdan optisen
tehon jakamiseen halutussa suhteessa, jolloin eroaviin optisiin sateisiin pyri-
tddn usein saamaan sama teho. Talléin jompaakumpaa erillistd polarisaattoria
120, 122 tarvitaan.

Kuvio 4 esittda optisen sateilyn kasittelyosaa 106. Optisesta lah-
teestd 104 tulevan optisen séateilyn eri aallonpituuksien kohdistamiseksi eri ta-
valla mitattavaan kohteeseen 114 ensimmadinen optisen séteilyn késittelyosa
106 voi kasittda kromaattisesti dispersiivisen komponentin 400, joka on sovitet-
tu dispersoimaan mitattavaan kohteeseen 114 suunnattu optinen séteily epa-
aksiaalisesti. Siten optinen séteily dispersoidaan dispersiiviselld komponentilla
400 ensimmaisen optisen séteilyn kasittelyosan 106 optisesta akselista 402
poikkeavassa suunnassa, jolloin dispersio eli aallonpituuksien jakauma on ai-
nakin osittain suuntautunut mitattavan pinnan 116 normaalin 118 suuntaan.
Fokuspisteiden suunnan ei tarvitse olla yhdensuuntainen pinnan 116 normaa-
lin 118 kanssa, mutta yhteinen vektorikomponentti suunnilla on (eli fokuspis-
teet eivét ole vaakasuorassa eivétka optisella akselilla). Kuvion 4 mukaisessa
ratkaisussa dispersiivinen komponentti 400 sijaitsee kahden fokusoivan linssin
404, 406 valissa. Linssit 404, 406 muodostavat fokusointikomponentin 408.
Linssien 404, 406 vélissd optisesta lahteestd 104 tuleva séateily voi olla kolli-
moitu. Dispersiivinen komponentti 400 yhdessa fokusointikomponentin 408
kanssa voi fokusoida optisen lahteen 104 optisen séteilyn eri aallonpituudet eri
korkeuksille mitattavan pinnan 116 normaalin 118 suunnassa. Dispersoivana
komponenttina 400 voi olla prisma tai hila ja linssien sijaan tai lisdksi voidaan
kayttaa fokusoivia peileja. Kumpikin linssi 404, 406 voidaan korvata linssiyhdis-
telmalla, peililla, peilien yhdistelmalla tai ndiden yhdistelmalla.

Kuvio 5 esittda optisen sateilyn kasittelyosaa 110. Mitattavasta koh-
teesta 114 heijastunut optinen séteily voidaan fokusoida detektorille 108 fo-
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kusointikomponentilla 508, joka kasittaa linssit 504, 506. Tall6in toisen optisen
séteilyn kasittelyosan 110 fokuspiste voi olla mitattavalla pinnalla 116 tai sen
Iahella. liman dispersiivista komponenttia 500 syvyysterévyyden tulee olla riit-
tévén hyva fokuspisteen ympéristdssa.

Optisen sateilyn kasittelyosa 110 voi kasittdd myos dispersiivisen
komponentin 500, joka poistaa dispersion ja mahdollistaa eri optisia polkuja
kulkeneiden aallonpituuksien yhdistdmisen samaan fokukseen. Té&ll6in toisen
optisen séteilyn kasittelyosan 110 edessé olevat fokuspisteet voivat olla sa-
moissa kohdissa, joihin ensimmainen optisen sateilyn késittelyosa 106 fokusoi
eri aallonpituudet (ks. esim. kuvio 1). Talléin heijastuminen mitattavalta pinnal-
ta 116 tapahtuu tehokkaasti. Dispersiivistd komponenttia 500 kaytettdessa eril-
leen dispersoidut aallonpituudet fokusoituvat toisen optisen séteilyn kasittely-
osan 110 taakse samaan polttopisteeseen esimerkiksi detektorilie 108 ja de-
tektointi voidaan suorittaa yhdelld detektorielementilld. Kéytettdessa heijastinta
300 heijastin 300 voi sijaita toisen optisen séteilyn kasittelyosan 110 fokukses-
sa tai optinen séteily voidaan heijastaa suoraan takaisin toisen optisen séteilyn
kasittelyosan 110 takaosasta (linssistd 506) kohti mitattavaa kohdetta 114. En-
simmaéinen optisen sateilyn kasittelyosa 106 ja toinen optisen séteilyn kasitte-
lyosa 110 voivat olla samanlaisia, mutta linssien 404, 406 voimakkuusarvot ja
dispersiivinen komponentti 400 voivat olla myods erilaisia.

Toinen optisen séteilyn kasittelyosa 110 voi kasittda toisen disper-
siivisen komponentin 500, joka poistaa dispersoinnin mitattavasta kohteesta
114 heijastuneesta optisesta séteilystd. Toinen optisen séteilyn kasittelyosa
110 voi fokusoida optisen sateilyn dispersoimattomassa muodossa detektorille
108.

Siina toimintamuodossa (ks. kuvio 2), jossa vain optisen séteilyn
kasittelyosassa 106 on dispersiivinen komponentti 400 ja heijastinta 300 ei
kaytetd, detektorina 108 voi olla rividetektori, jonka kullekin elementille kohdis-
tuu dispersoimattoman optisen sateilyn eri aallonpituus. Téssa tapauksessa
kuten yleensékin yksittéiselld aallonpituudella tarkoitetaan kapeaa aallonpituu-
den kaistaa, joka on vain osa mittauskaistasta. Kapeana kaistana voi pitaa
esimerkiksi pienempd&aé kuin yksi viidesosa koko mittauskaistasta. Usein kapea
kaista on vain nanometrien tai kymmenien nanometrien levyinen. Kapea kaista
voidaan madritelld halutun mittaustarkkuuden perusteella tai sen voi maarata
mittalaitteiden ja komponenttien mittaustarkkuus.
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Siina toimintamuodossa (ks. kuvio 3), jossa kaytetddn heijastinta
300, heijastin 300 voi heijastaa optisen séateilyn takaisin optisen séteilyn kéasit-
telyosan 110 kautta mitattavaan kohteeseen 114. Talldin toinen optisen sétei-
lyn késittelyosa 110 voi fokusoida optisen séateilyn eri aallonpituudet eri korke-
uksille mitattavan pinnan 116 normaalin 118 suunnassa. Kun molemmat opti-
sen séteilyn kasittelyosat 106 ja 110 késittdvat dispersiiviset komponentit 400
ja 500 detektorille 108 kohdistuu dispersoimatonta optista sateilya.

Kuvio 6 esittda mittauksen referenssin mittausta. Koska lahteen 104
eri aallonpituuksien intensiteetit eivit ole tasajakautuneet, vaan eri aallonpi-
tuuksilla voi olla eri intensiteetti, l&hteen 104 intensiteettijakauma aallonpituu-
den funktiona voidaan mitata. Tall6in 1ahteen 600 ja optisen séteilyn kéasittely-
osan 106 vélissa voi olla referenssiséteenjakaja 600, joka ohjaa osan lahteen
104 lahettdmasta optisesta sateilystd referenssidetektorille 602, joka muuntaa
vastaanottamansa optisen séateilyn séhkdiseksi signaaliksi. Sateenjakaja 600
voi myés olla osa optisen sateilyn kasittelyosaa 106. Signaalinkéasittely-yksikkd
124 oftaa vastaan s&hkdisen signaalin. Koska signaalinkasittely-yksikké 124
oftaa vastaan myds detektorilla 108 muodostetun kohteen 114 mittaussignaa-
lin, signaalinkasittely-yksikké 124 voi normalisoida detektorilla 108 suoritetun
mittauksen referenssidetektorilla 602 suoritetulla mittauksella. Normalisointi voi
tarkoittaa esimerkiksi detektorilla 108 saatujen intensiteettien jakamista refe-
renssidetektorilla 602 mitatuilla intensiteeteilld. Referenssiséteenjakaja 600 voi
olla sama kuin kuviossa 3 oleva suuntaava sateenjakaja 302. Suuntaava s&-
teenjakaja 302 voi toimia myé&s referenssiséateenjakajana 600.

Kuviossa 6 on myds esitetty erés toimintamuoto, jolla voidaan kom-
pensoida mitattavan kohteen 114 vari tai yleisesti ottaen mitattavan kohteen
114 heijastusvaste. Optisella yksikoilld 604 voidaan kohdistaa lahteen 104 tuot-
tamaa optista séteilyd dispersioimattomassa muodossa mitattavaan kohtee-
seen 114, josta heijastunut optinen séteily voidaan ottaa vastaan toisella opti-
sella yksik6lla 606, joka kasittéda detektorin. Optinen yksikkd 606 voi muodos-
taa heijastuneen séteilyn spektrin, jota signaalikasittely-yksikkd 124 voi mitata.
Optinen yksikkd 606 voi sy6ttdéd mittauksen mukaisen séhkoisen signaalin sig-
naalinkasittely-yksikkéén 124, joka voi normalisoida detektorilla 108 saadun
mittaustuloksen ainakin yhdelld seuraavista: referenssidetektorin 124 mittaus-
tuloksella, optisen yksikén 606 mittaustuloksella.

Kuvio 7 esittdd erastd toimintamuotoa, jossa mitattavan kohteen
molempia pintoja 116, 116B mitataan edelld kuvatulla tavalla. Talldin optisesta
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lahteestd kohdistetaan optista séteilyd optisen séteilyn kasittelyosan 106 lapi
mitattavaan kohteeseen 114 siten, ettd eri aallonpituudet fokusoituvat eri etéi-
syyksille mitattavan pinnan 116 normaalin 118 suunnassa. Optinen séteily hei-
jastuu mitattavasta kohteesta 114 optisen séteilyn k&sittelyosaan 110 esimer-
kiksi polarisaattorin 120 lapi. Myds molempia polarisaattoreita 120, 122 voi-
daan kéyttdd. Optisen séteilyn kasittelyosa 110 kohdistaa heijastuneen optisen
sédteilyn detektorille 108. Detektori 108 sy6ttéda mittaussignaalin signaalinkasit-
tely-yksikélle 124 pinnan méaaritysta varten. Optisen l&hteen 104 intensiteettija-
kauma aallonpituuksien suhteen voidaan mitata kayttden sateenjakajaa 600,
referenssidetektoria 602 ja signaalinkasittely-yksikk6a 124. Yhden tai useam-
man polarisaattorin 120, 122 sijaan tai liséksi voi sateenjakaja 600 olla polari-
saattori.

Vastaavasti mitattavan kohteen 114 toinen pinta 116B voidaan
maarittdd kohdistamalla optisen lahteen 104B ja optisen séteilyn késittely-
yksikdn 106B muodostamat eri aallonpituudet fokukseen eri etéisyyksille mitat-
tavan pinnan 116B normaalin 118B suunnassa. Optinen séteily heijastuu mitat-
tavasta kohteesta 114 optisen sateilyn késittelyosaan 110B esimerkiksi polari-
saattorin 120B l&pi. My6és molempia polarisaattoreita 120B, 122B voidaan kéyt-
téd4. Optisen sateilyn kasittelyosa 110 kohdistaa heijastuneen optisen sateilyn
detektorille 108B. Detektori 108 syéttda mittaussignaalin signaalinkasittely-
yksikdlle 124 pinnan méaéaritystd varten. Optisen ldhteen 104B intensiteettija-
kauma aallonpituuksien suhteen voidaan mitata kdyttden sateenjakajaa 600B,
referenssidetektoria 602B ja signaalinkasittely-yksikkda 124, Yhden tai use-
amman polarisaattorin 120B, 122B sijaan tai liséksi voi séteenjakaja 600B olla
polarisaattori 302B. Kukin mitattavan kohteen alapuolella oleva lohko 104B —
110B, 120B, 122B, 600B, 602B on samanlainen kuin viitenumeroilla 104 —
110, 120, 122, 600, 602 kuvatut lohkot kuvioissa 1 — 6. Luonnollisesti myés
kuvion 7 lohkot 104 — 110, 120, 122, 600, 602 ovat samanlaisia kuin edella
olevissa kuvioissa, mutta kuvion 7 ylapuolisen mittausosan ei tarvitse olla sa-
manlainen kuin alapuolisen mittausosan. Esimerkiksi mitattavan kohteen yla-
puolella voidaan kéyttdd molempia polarisaattoreita, mutta mitattavan kohteen
alapuolella voidaan kadytta& vain yhté polarisaattoria 120B. Kuviossa 7 on esi-
tetty, ettd seké mitattavan kohteen ylapuolella ettd alapuolella on kuviota 2
vastaava mittausperiaate. Luonnollisesti joko yldpuolella tai alapuolella tai mo-
lemmissa voidaan kéyttdd myos kuvion 3 mukaista mittausperiaatetta, jossa
hyddynnetaan heijastinta 300.
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Kun ylapinnan paikka hy on mééritetty yldpuolisen mittausosan suh-
teen ja alapinnan paikka hy on médritetty alapuolisen mittausosan suhteen ja
kun tiedetddn pinnan ylapuolisen mittausosan ja pinnan alapuolisen mittaus-
osan ennalta maarétty etdisyys H toisistaan, voidaan mitattavan kohteen 114
paksuus T madrittdd esimerkiksi vahentamalld mittausosien etdisyydestd H
pois pintojen paikkojen arvot hy ja ha eli T = H — (hy + hy).

Kuvio 8 esittdd detektointia kahden detektoriosan avulla. Detektori
108 voi késittdd detektorisdteenjakajan 800, joka jakaa tunnetussa suhteessa
sille mitattavasta kohteesta 114 tulevan optisen séteilyn kahdelle detektoriosal-
le 802, 804. Detektoriosien 800, 802 edesséd on suodattimet 806, 808, jotka
suodattavat detektoreille tulevaa sateilyd kuvion 9 mukaisesti. Ratkaisua voi-
daan soveltaa myos referenssidetektorilla 602.

Kuvio 9 esittdd suodattimien paastékéyria aallonpituuden suhteen.
Pystyakselilla on intensiteetti | ja vaaka-akselilla on aallonpituus A. Kayra 900
esittdd suodattimen 806 vastetta aallonpituuden suhteen ja kdyra 902 esittéa
suodattimen 808 vastetta aallonpituuden suhteen. Suodatin 806 voi paastaa
heikommin ldvitseen Iyhyelld aallonpituudella kuin pitkalla aallonpituudella ja
suodatin 808 télle padinvastaisesti voi paastédd heikommin lavitseen pitkélla aal-
lonpituudelia kuin [yhyelld aallonpituudella ja kédyrét voivat olla lineaarisia. Ylei-
sesti suodattimen 806 vaste on erilainen kuin suodattimen 808 vaste mittauk-
sessa kaytetylla kaistalla. Kun kullakin aallonpituudella kummankin detektorin
detektoima optinen teho (tai intensiteetti) summataan yhteen ja jaetaan detek-
toitujen optisten tehojen erotuksella, on ndin muodostetuista suhteellisista in-
tensiteeteistd suurimman suhteellisen intensiteetin kohdalla se aallonpituus,
joka heijastui mitattavan kohteen 114 pinnasta 116. Matemaattisesti laskenta-

. ves s . \ P...~P .
kaava voidaan merkitd esimerkiksi seuraavasti: Psunt = P"“‘A—”"‘B, mMissé Psynt
+
detA detB

tarkoittaa suhteellista intensiteettid (tai tehoa), Pgea tarkoittaa detektorin 800
detektoimaa tehoa ja Pqes tarkoittaa detektorin 802 detektoimaa tehoa. Yksin-
kertaisemmin suhteelliset intensiteetit voidaan muodostaa jakamalla kumman-

kin detektorin detektoimat tehot keskenaan eli Pgynt = Pein )
detB

Kuvio 10 esittda mitattua spektrid, jossa nékyy intensiteetti | aallon-
pituuden A funktiona. Kun signaalinkasittely-yksikkd 124 16yté4 aallonpituuden
Amax, jolla intensiteetti on suurin, voidaan mitattavan pinnan 116 (tai 116B)
etdisyys mittalaitteen ennalta méaaratysta pisteestd maarittda esimerkiksi line-
aarisella laskentaoperaatiolla hy = kelmax, Missd k on ennalta maaratty vakio.
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Riippuvuus suurimman intensiteetin aallonpituudesta Amax voi olla myds epé-
lineaarinen, mutta pinnan sijainnin maarittdmiseksi riittéda, etté riippuvuus on
tunnettu.

Kuvio 11 esittda esimerkkié optisen sateilyn moduloinnista. Léhteen
104 lahettamaé optista séteilyd voidaan moduloida. Modulointi voidaan suorit-
taa mekaanisella, elekiro-optisella, magneto-optisella tai akusto-optisella
katkojalla/modulaattorilla tai modulointi voidaan suorittaa elektronisesti
(esimerkiksi diodissa). Modulointi voi olla aikajakoista, jolloin optinen lahde 104
ldhettdd optisia pulsseja saadnnén mukaisesti, valesatunnaisesti tai satun-
naisesti. S&3annén mukainen pulssitus voi tarkoittaa ennalta méaérétyn
pulssikuvion 1100 toistuvaa, s&énndllisté lahettdmistd tai yksinkertaisimmillaan
pulssien lahettdmistd halutulla taajuudella. Ennalta méadrétyn pulssikuvion
pulssien etdisyys toisistaan voi olla sdannéllinen tai epaséannéllinen. Pulssien
vélisséd optinen lahde 104 ei ldhetd optista séteilyd ollenkaan tai optisten
pulssien vélinen optinen teho on pienempi kuin pulssin aikana.
Signaalink&sittely-yksikkd 124 voi ohjata modulointia ja signaalinkasittely-
yksikk6é 124 voi vastaavasti ja synkronoidusti demoduloida detektorilta 108
tulevaa signaalia. Kéytettdessd modulointia hairididen vaikutus mittaukseen
vdhenee. Hyddyllistd moduloinnin kéyttd voi olla mitattaessa mitattavaa
kohdetta 114 molemmilta puoliltaan. Talléin optista séteilyé voidaan kohdistaa
mitattavan kohteen 114 eri puolille eri aikaan tai kayttden erilaista modulaatio-
ta. N&in vastakkaiselta puolelta tuleva optinen séteily ei hairitse mittausta.

Kuvio 12 esittda erésta toimintamuotoa, jossa optisen sateilyn késit-
telyosa 106 fokusoivien optisten komponenttien 404, 406 ja dispersiivisen
komponentin 400 avulla voi muodostaa polttopisteiden sijaan polttoviivaston
1200, jossa kukin aallonpituus on fokusoitu omalle viivalleen. Tall6in lahde voi
olla pistemainen tai vivamainen lahde. Fokusoivina komponentteina 404, 406
voidaan kayttdad esimerkiksi pallopintaisia linssejd tai joissain tapauksissa
myo6s sylinterilinssejd. Vastaavalla tavalla optisen séteilyn késittelyosa 110 voi
k&sittdd optiset komponentit 504, 506 ja dispersiivisen komponentin 500, joilla
polttopisteviivasto 1200 on jakautunut mitattavan pinnan 116 normaalin suun-
taan.

Mittauksessa kaytettdvaa kukin aallonpituus voidaan kohdistaa mi-
tattavaan kohteeseen 114 samanaikaisesti tai eriaikaisesti. Aallonpituudet voi-
daan kohdistaa mitattavaan kohteeseen 114 pienissé ryhmissé (tai kaistoissa)
tai kukin aallonpituus kerrallaan. Kukin aallonpituus tai aallonpituuksien kaista
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voidaan muodostaa sopivien, vaihdettavien tai sdadettdvien suodattimien avul-
la tai optisen l&hteen kaistaa voidaan pyyhkéistd mittauskaistan yli. Esimerkiksi
ledin kaista voi olla 20 nm ja sitd voidaan pyyhkaisté mittauskaistan yli, joka voi
olla esimerkiksi 500 nm - 650 nm. Myds laserin monokromaattista aallonpituut-
ta voidaan pyyhkaisté esimerkiksi kymmenien tai satojen nanometrien yli.

Optinen lahde 104 voi kasittda esimerkki hehkulampun, kaasupur-
kauslampun, halogeenilampun, ledin, aallonpituudeltaan sdadettdvan laserin
jne. Optinen ldhde 104 voi kasittdd myés optisen kuidun, jolloin varsinainen
optista séateilyd generoiva yksikkd voi olla kaukana optisen séteilyn kasittely-
yksikdsta 106 ja mitattavasta kohteesta 114.

Detektori 108 voi puolestaan kasittdd esimerkiksi minkd tahansa
spektrin muodostavan laitteen, kuten spektrografin. Detektori voi kasittda myos
kuvion 8 mukaisessa ratkaisussa esimerkiksi PIN-diodin, APD-diodin (Avalan-
ce Photo Diode), LDR:n (Light Dependent Resistor), valomonistinputken, CCD-
kennon (Charge Coupled Device), CMOS-kennon (Complementary Metal Oxi-
de Semiconductor), pyroilmaisimen tms. Myés detektori 108 voi kéasittaa kui-
dun, jolla optinen séteily voidaan siirtda varsinaiseen detektoivaan yksikkéon.

Kuvio 13 esittdd vuokaaviota meneteiméstd maarittda mitattavan
kohteen pinta. Askeleessa 1300 optisen séateilyn eri aallonpituudet kohdiste-
taan mitattavaan kohteeseen 114 mitattavan pinnan 116 normaalista 118 poik-
keavasta suunnasta siten, ettd eri aallonpituudet fokusoituvat eri korkeuksille
mitattavan pinnan 116 normaalin 118 suunnassa. Askeleessa 1302 mitattavas-
ta kohteesta 114 heijastunut optinen séateily voidaan polarisoida mitattavan
pinnan 116 normaalin 118 suhteen kohtisuoraan suuntaan. Askeleessa 1304
polarisoitua optista sateilyd otetaan vastaan ainakin peiliheijastuksen suunnas-
ta, joka poikkeaa mitattavan pinnan 116 normaalista 118. Askeleessa 1306
vastaanotetusta optisesta séteilystd maéaritetdan aallonpituus, jolla vastaanote-
tun optisen séateilyn voimakkuus on suurin. Askeleessa 1308 mitattavan koh-
teen 114 pinnan 116 sijainti maaritetd&n maaritetyn aallonpituuden avulla.

Kuvio 14 esittdd vuokaaviota menetelméstd maarittdd mitattavan
kohteen paksuus. Askeleessa 1400 optisen séateilyn eri aallonpituudet kohdis-
tetaan mitattavaan kohteeseen 114 ensimmaisen mitattavan pinnan 116 nor-
maalista 118 poikkeavasta suunnasta siten, ettd eri aallonpituudet kohdistuvat
eri korkeuksille ensimmaisen mitattavan pinnan 116 normaalin 118 suunnassa.
Askeleessa 1402 mitattavasta kohteesta 114 heijastunut optinen séteily voi-
daan polarisoida ensimmaisen mitattavan pinnan 116 normaalin 118 suhteen
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kohtisuoraan suuntaan. Askeleessa 1304 polarisoitua optista séteilyd otetaan
vastaan ainakin peiliheijastuksen suunnasta, joka poikkeaa ensimmaisen mi-
tattavan pinnan 116 normaalista 118. Askeleessa 1406 vastaanotetusta opti-
sesta sdteilystd madaritetdan aallonpituus, jolla vastaanotetun optisen séteilyn
voimakkuus on suurin. Askeleessa 1408 ensimmaisen mitattavan pinnan 116
sijainti maaritetdan maaritetyn aallonpituuden avulla. Askeleessa 1410 optisen
sateilyn eri aallonpituudet kohdistetaan mitattavaan kohteeseen 114 toisen
mitattavan pinnan 116B normaalista 118B poikkeavasta suunnasta siten, etta
eri aallonpituudet kohdistuvat eri korkeuksille toisen mitattavan pinnan 116B
normaalin 118B suunnassa. Askeleessa 1412 mitattavasta kohteesta 114 hei-
jastunut optinen séteily voidaan polarisoida toisen mitattavan pinnan 116B
normaalin 118B suhteen kohtisuoraan suuntaan. Askeleessa 1414 polarisoitua
optista séteilyd otetaan vastaan ainakin peiliheijastuksen suunnasta, joka
poikkeaa toisen mitattavan pinnan 116B normaalista 118B. Askeleessa 1416
vastaanotetusta optisesta séateilystd maaritetddn aallonpituus, jolla vastaanote-
tun optisen séteilyn voimakkuus on suurin. Askeleessa 1418 toisen mitattavan
pinnan 116B sijainti m&&ritetdan maaritetyn aallonpituuden avulla. Askeleessa
1420 mitattavan kohteen 114 paksuus maéritetddn maaritettyjen pintojen 116,
116B sijaintien avulla.

Vaikka keksintéd on edellad selostettu viitaten oheisten piirustusten
mukaiseen esimerkkeihin, on selvas, ettei keksintd ole rajoittunut niihin, vaan
sitd voidaan muunnella monin tavoin oheisten patenttivaatimusten puitteissa.
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Patenttivaatimukset

1. Mittalaite mitattavan kohteen pinnan maarittdmiseksi optisen sa-
teilyn avulla, tunnettu siita, ettd mittalaite kasittda

optisen lahteen (104);

optisen séteilyn kasittely-yksikén (112), joka on sovitettu kohdista-
maan optisen lahteen (104) optisen séteilyn eri aallonpituudet mitattavaan koh-
teeseen (114) mitattavan pinnan (116) normaalista (118) poikkeavasta suun-
nasta siten, ettd eri aallonpituudet fokusoituvat eri korkeuksille mitattavan pin-
nan (116) normaalin (118) suunnassa;

detektorin (108), jolle optisen séteilyn késittely-yksikko (112) on so-
vitettu kohdistamaan vastaanottamaansa optista sateilyd, jota optisen sateilyn
kasittely-yksikkd (112) on sovitettu ottamaan vastaan mitattavasta kohteesta
(114) ainakin peiliheijastuksen suunnasta, joka poikkeaa mitattavan pinnan
(116) normaalin (118) suunnasta;

signaalinkésittely-yksikdn (124), joka on sovitettu maarittdmaan de-
tektorin (112) tuottaman signaalin perusteella detektoidusta optisesta séteilysta
aallonpituus, jolla optisen sateilyn voimakkuus on suurin, ja maarittdAmaan mi-
tattavan pinnan (116) sijainti maaritetyn aallonpituuden avulla.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mittalaite, tunnettu siita, et-
td mittalaite kasittda ainakin yhden polarisaattorin (120, 122, 302), joista aina-
kin yksi polarisaattori (120, 122, 302) on sovitettu polarisoimaan mitattavasta
kohteesta (114) heijastunut optinen séteily mitattavan pinnan (116) normaalin
(118) suhteen kohtisuoraan suuntaan.

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mittalaite, tunnettu siita, et-
ta optisen séteilyn kasittely-yksikkd (112) kasittdd ensimmaisen optisen sétei-
lyn késittelyosan (106) optisen sateilyn kohdistamiseksi mitattavaan kohtee-
seen (114) ja toisen optisen séteilyn kéasittelyosan (110) kohdistaa mitattavasta
kohteesta (114) heijastunutta optista séteilya detektorille (108).

4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mittalaite, tunnettu siita, et-
ta optisen séteilyn kasittely-yksikko (112) kasittédd ensimmaisen optisen satei-
Iyn kasittelyosan (106), toisen optisen sateilyn késittelyosan (110), heijastimen
(300) ja suuntaavan sateenjakajan (302);

ensimmainen optisen sateilyn kasittelyosa (106) on sovitettu kohdis-
tamaan optista sateilyd mitattavaan kohteeseen (114);
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toinen optisen séteilyn kasittelyosa (110) on sovitettu kohdistamaan
mitattavasta kohteesta (114) heijastunut optinen séteily heijastimeen (300),
joka on sovitettu heijastamaan mitattavasta kohteesta (114) heijastunut opti-
nen séteily takaisin mitattavaan kohteeseen (114) toisen optisen séateilyn kasit-
telyosan (110) kautta, joka on sovitettu kohdistamaan optisen sateilyn eri aal-
lonpituudet mitattavaan kohteeseen (114) mitattavan pinnan (116) normaalista
(118) poikkeavasta suunnasta siten, ettd eri aallonpituudet fokusoituvat eri
korkeuksille mitattavan pinnan (116) normaalin (118) suunnassa yhden aallon-
pituuden fokusoituessa mitattavalle pinnalle (116);

ensimmainen optisen sateilyn késittelyosa (106) on sovitettu kohdis-
tamaan mitattavasta kohteesta (114) heijastunut optinen séteily kohti optista
|&hdettd (104); ja

suuntaava sateenjakaja (302) on sovitettu suuntaamaan ainakin
osan optista lAhdettd (104) kohti suunnatusta optista séteilystéd detektorille
(108).

5. Patenttivaatimuksen 2 mukainen mittalaite, tunnettu siita, et-
ta sateenjakaja (302) on sovitettu toimimaan polarisaattorina.

6. Patenttivaatimuksen 3 mukainen mittalaite, tunnettu siita, et-
td ensimmdinen optisen sateilyn késittelyosa (106) kasittda dispersiivisen
komponentin (400), joka on sovitettu dispersoimaan mitattavaan kohteeseen
(114) suunnattu optinen sateily kromaattisesti epdaksiaaliseen suuntaan;

ensimmainen optisen séteilyn kasittelyosa (106) kasittdad ensimmai-
sen fokusointikomponentin (408), joka on sovitettu fokusoimaan epé&aksiaali-
sesti dispersoidun optisen séteilyn eri aallonpituudet eri korkeudelle mitattavan
kohteen (114) pinnan (116) normaalin (118) suunnassa; ja

toinen optisen séteilyn kasittelyosa (110) kadsittada toisen dispersiivi-
sen komponentin (500), joka on sovitettu poistamaan dispersointi mitattavasta
kohteesta (114) heijastuneesta optisesta séteilyst; ja

toinen optisen séteilyn kasittelyosa (110) késittaa toisen fokusointi-
komponentin (508), joka on sovitettu fokusoimaan optisen séteilyn dispersoi-
mattomassa muodossa detektorille (108).

7. Patenttivaatimuksen 3 mukainen mittalaite, tunnettu siita, et-
td ensimméinen optisen sateilyn késittelyosa (106) késittdd dispersiivisen
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komponentin (400), joka on sovitettu dispersoimaan mitattavaan kohteeseen
suunnattu optinen sateily kromaattisesti epaaksiaaliseen suuntaan;

ensimmainen optisen séteilyn kéasittelyosa (106) kasittad ensimmai-
sen fokusointikomponentin (408), joka on sovitettu fokusoimaan epéaaksiaali-
sesti dispersoidun optisen sateilyn eri aallonpituudet eri korkeudelle mitattavan
kohteen (114) pinnan (116) normaalin (118) suunnassa; ja

toinen optisen sateilyn kasittelyosa (110) késittda toisen fokusointi-
komponentin (508), joka on sovitettu fokusoimaan optisen séteilyn dispersoi-
dussa muodossa detektorille (108).

8. Patenttivaatimuksen 4 mukainen mittalaite, tunnettu siita, et-
td ensimmdéinen optisen sateilyn kasittelyosa (106) kasittdad dispersiivisen
komponentin (400), joka on sovitettu dispersoimaan mitattavaan kohteeseen
suunnattu optinen séteily kromaattisesti epdaksiaaliseen suuntaan;

ensimmaéinen optisen sateilyn kasittelyosa (106) kasittda ensimmaéi-
sen fokusointikomponentin (408), joka on sovitettu fokusoimaan epaaksiaali-
sesti dispersoidun optisen séateilyn eri aallonpituudet eri korkeudelle mitattavan
kohteen (114) pinnan (116) normaalin (118) suunnassa; ja

toinen optisen sateilyn kasittelyosa (110) kasittaa toisen dispersiivi-
sen komponentin (500), joka on sovitettu poistamaan dispersointi mitattavasta
kohteesta (114) heijastuneesta optisesta séteilystd ja dispersoimaan heijasti-
mesta (300) heijastunut séteily kromaattisesti epéaksiaaliseen suuntaan;

toinen optisen séteilyn kasittelyosa (110) kasittda toisen fokusointi-
komponentin (508), joka on sovitettu fokusoimaan heijastimesta (300) heijas-
tuneen, epédaksiaalisesti dispersoidun optisen séteilyn eri aallonpituudet eri
korkeuksille mitattavan pinnan (116) normaalin (118) suunnassa;

ensimmainen optisen sateilyn k&sittelyosa (106) on sovitettu pois-
tamaan mitattavasta kohteesta (114) heijastuneesta optisesta séteilysta dis-
persointi; ja

suuntaava sateenjakaja (302) on sovitettu kohdistamaan dispersoi-
maton optinen sateily detektorille (108).

9. Patenttivaatimuksen 4 mukainen mittalaite, tunnettu siita, et-
ta detektori (108) on rividetektori, jonka kullekin elementeille kohdistuu disper-
soimattoman optisen sateilyn eri aallonpituus.
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10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mittalaite, tunnettu siita,
ettd mittalaite kasittaa referenssisateenjakajan (302, 600) ja referenssidetekto-
rin (602);

referenssisateenjakaja (302, 600) on sovitettu ohjaamaan osan op-
tisen lahteen (104) mitattavaan kohteeseen (114) l18hettdmasté optisesta sétei-
lystd referenssidetektorille (602), joka on sovitettu syéttdmadn vastaanotta-
maansa optista séteilyd vastaavan sdhkdiseksi signaalin signaalinkasittely-
yksikké6n (124); ja

signaalinkasittely-yksikké (124) on sovitettu normalisoimaan detek-
torin (108) detektoimien aallonpituuksien voimakkuudet referenssidetektorin
602 detektoimilla aallonpituuksien voimakkuuksilla.

11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen mittalaite, tunnettu siita,
ettd suuntaava séateenjakaja (302) on sovitettu toimimaan referenssiséteenja-
kajana.

12. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mittalaite, tunnettu siita,
ettd signaalinkasittely-yksikkd (124) on sovitettu moduloimaan optista Iahdetta
(104) ja demoduloimaan detektorilta (108) tulevaa signaalia, joka vastaa detek-
toitua optista séteilya. .

13. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mittalaite, tunnettu siita,
ettd detektori (108) kasittda ensimmaisen detektoriosan (802), toisen detekto-
riosan (804), detektorisateenjakajan (800), ensimmaisen suodattimen (806) ja
toisen suodattimen (808);

ensimmaisen suodattimen (806) vaste on sovitettu olemaan erilai-
nen kuin toisen suodattimen (808) vaste mittauskaistalla;

detektorisateenjakaja (800) on sovitettu jakamaan mitattavasta koh-
teesta (114) heijastuneen optisen séteilyn siten, ettéd osa optisesta séteilysta
kohdistuu ensimmaiselle detektoriosalla (802) ensimmaisen suodattimen (806)
kautta ja osa optisesta séateilystd kohdistuu toiselle detektoriosalle (804) toisen
suodattimen (808) kautta; ja

signaalinkésittely-yksikkd (124) on sovitettu maérittdmaan ensim-
maisen detektoriosan (802) ja toisen detektoriosan (804) detektoimista optisten
séteilyjen suhteesta aallonpituus, jolla on suurin voimakkuus.

14. Mittalaite mitattavan kohteen paksuuden mittaamiseksi, tun-
nettu siitd, ettéd mittalaite késittdd ensimmaisen pinnan mittaamista varten:
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optisen ldhteen (104);

optisen séteilyn kasittely-yksikdn (112), joka on sovitettu kohdista-
maan optisen ldhteen (104) optisen séateilyn eri aallonpituudet mitattavaan koh-
teeseen (114) mitattavan pinnan (116) normaalista (118) poikkeavasta suun-
nasta siten, etté eri aallonpituudet fokusoituvat eri korkeuksille mitattavan pin-
nan (116) normaalin (118) suunnassa;

detektorin (108), jolle optisen séateilyn késittely-yksikké (112) on so-
vitettu kohdistamaan vastaanottamaansa optista séteilyé, jota optisen séteilyn
késittely-yksikké (112) on sovitettu ottamaan vastaan mitattavasta kohteesta
(114) ainakin peiliheijastuksen suunnasta, joka poikkeaa mitattavan pinnan
(116) normaalin (118) suunnasta; ja

signaalinkasittely-yksikké (124) on sovitettu maarittdmaan detektorin
(112) tuottaman signaalin perusteella detektoidusta optisesta sateilysta aallon-
pituus, jolla optisen séateilyn voimakkuus on suurin, ja méaarittdméaén mitattavan
pinnan (116) sijainti maaritetyn aallonpituuden avulla; ja

mittalaite kasittd& mitattavan kohteen (114) toisen puolen mittaamis-
ta varten:

toisen puolen optisen ldhteen (104B);

toisen puolen optisen sateilyn késittely-yksikdn (112B), joka on sovi-
tettu kohdistamaan optisen l&hteen (104B) optisen séteilyn eri aallonpituudet
mitattavaan kohteeseen (114) toisen mitattavan pinnan (116B) normaalista
(118B) poikkeavasta suunnasta siten, ettd eri aallonpituudet fokusoituvat eri
korkeuksille toisen mitattavan pinnan (116B) normaalin (118B) suunnassa;

toisen puolen detektorin (108B), jolle optisen séteilyn kasittely-
yksikkd (112B) on sovitettu kohdistamaan vastaanottamaansa optista séateilya,
jota optisen sateilyn kasittely-yksikkd (112B) on sovitettu ottamaan vastaan
mitattavasta kohteesta (114) ainakin peiliheijastuksen suunnasta, joka poikke-
aa mitattavan pinnan (116B) normaalin (118B) suunnasta; ja

signaalinkasittely-yksikké (124) on sovitettu madrittdmaén toisen
puolen detektorin (112B) tuottaman signaalin perusteella detektoidusta opti-
sesta sateilystd aallonpituus, jolla optisen séteilyn voimakkuus on suurin, ja
méaérittdma&an toisen mitattavan pinnan (116B) sijainti maaritetyn aallonpituu-
den avulla; ja

signaalinkasittely-yksikké (124) on sovitettu mittaamaan maaritetty-
jen pintojen (116, 116B) sijaintien avulla mitattavan kohteen (114) paksuus.
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15. Patenttivaatimuksen 14 mukainen mittalaite, tunnettu siita,
ettéd mittalaite kasittd& ainakin yhden polarisaattorin (120, 122, 302), joista ai-
nakin yksi polarisaattori (120, 122, 302) on sovitettu polarisoimaan mitattavas-
ta kohteesta (114) heijastunut optinen sateily mitattavan pinnan (116) normaa-
lin (118) suhteen kohtisuoraan suuntaan; ja mittalaite k&sittdad ainakin yhden
toisen puolen polarisaattorin (120B, 122B, 302B), joista ainakin yksi toisen
puolen polarisaattori (120, 122, 302) on sovitettu polarisoimaan mitattavasta
kohteesta (114) heijastunut optinen séteily toisen mitattavan pinnan (116B)
normaalin (118B) suhteen kohtisuoraan suuntaan.

16. Menetelmd mitattavan kohteen pinnan méaarittdmiseksi optisen
séteilyn avulla, tunnettu siita, etté

kohdistetaan (1300) optisen séateilyn eri aallonpituudet mitattavaan
kohteeseen (114) mitattavan pinnan (116) normaalista (118) poikkeavasta
suunnasta siten, ettd eri aallonpituudet fokusoituvat eri korkeuksille mitattavan
pinnan (116) normaalin (118) suunnassa;

otetaan vastaan (1304) optista sateilyd ainakin peiliheijastuksen
suunnasta, joka poikkeaa mitattavan pinnan (116) normaalista (118);

madaritetddn (1306) vastaanotetusta optisesta séateilystd aallonpi-
tuus, jolla vastaanotetun optisen sateilyn voimakkuus on suurin; ja

madritetddn (1308) mitattavan kohteen (114) pinnan (116) sijainti
madaritetyn aallonpituuden avulla.

17. Patenttivaatimuksen 16 mukainen menetelma, tunnettu sii-
td, ettd polarisoidaan (1302) mitattavasta kohteesta (114) heijastunut optinen
séteily mitattavan pinnan (116) normaalin (118) suhteen kohtisuoraan suun-
taan.

18. Patenttivaatimuksen 16 mukainen menetelma, tunnettu sii-
ta, etté dispersoidaan mitattavaan kohteeseen (114) suunnattu optinen séteily
kromaattisesti epédaksiaaliseen suuntaan;

fokusoidaan epéaksiaalisesti dispersoidun optisen séteilyn eri aal-
lonpituudet eri korkeudelle mitattavan kohteen (114) pinnan (116) normaalin
(118) suunnassa yhden aallonpituuden fokusoituessa mitattavalle pinnalle
(116).

19. Patenttivaatimuksen 17 mukainen menetelmé, tunnettu sii-
ta, ettd poistetaan dispersointi vastaanotetusta optisesta séteilysta;
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méadritetddn dispersoimattomasta optisesta séateilystd aallonpituus,
jolla vastaanotetun optisen séateilyn voimakkuus on suurin.

20. Patenttivaatimuksen 17 mukainen menetelmé, tunnettu sii-
ta, ettd maaritetdén dispersoidusta vastaanotetusta optisesta séteilysta aallon-
pituus, jolla vastaanotetun optisen séteilyn voimakkuus on suurin.

21. Patenttivaatimuksen 16 mukainen menetelmd, tunnettu sii-
td, ettd heijastetaan mitattavasta kohteesta (114) heijastunut optinen sateily
takaisin mitattavaan kohteeseen (114) siten, ettad optinen sateily heijastuu mi-
tattavasta kohteesta (114) kohdistuksessa kdytettyyn mainittuun mitattavan
pinnan (116) normaalista (118) poikkeavaan suuntaan; ja ohjataan mitattavas-
ta kohteesta (114) heijastunut optinen séateily vastaanotettavaksi.

22. Patenttivaatimuksen 16 mukainen menetelmé, tunnettu sii-
ta, ettd ohjataan osa optisen lahteen (104) mitattavaan kohteeseen (114) I&-
hettdmasta optisesta séteilysta referenssidetektorille (602);

syltetddn referenssidetektorin (602) vastaanottamaa optista sétei-
lyé vastaava sdhkéinen signaali signaalinkasittely-yksikké6n 124; ja

normalisoidaan signaalinkasittely-yksikkéssd (124) detektorin (108)
detektoimien aallonpituuksien voimakkuudet referenssidetektorin 602 detek-
toimilla aallonpituuksien voimakkuuksilla.

23. Patenttivaatimuksen 16 mukainen menetelmd, tunnettu sii-
ta, ettd moduloidaan optisen ldhteen (104) lahettdmaé optista séteilya ja de-
moduloidaan modulointia vastaavasti detektoitua signaalia.

24. Menetelmd mitattavan kohteen paksuuden mittaamiseksi opti-
sen sateilyn avulla, tunnettu siita, ettd

kohdistetaan (1400) optisen séteilyn eri aallonpituudet mitattavaan
kohteeseen (114) ensimmdaisen mitattavan pinnan (116) normaalista (118)
poikkeavasta suunnasta siten, ettd eri aallonpituudet kohdistuvat eri
korkeuksille ensimmaisen mitattavan pinnan (116) normaalin (118) suunnassa;

otetaan vastaan (1404) optista sateilyd ainakin peiliheijastuksen
suunnasta, joka poikkeaa ensimmadisen mitattavan pinnan (116) normaalista
(118);

madritetddn (1406) vastaanotetusta optisesta sateilysta aallonpi-
tuus, jolla vastaanotetun optisen sateilyn voimakkuus on suurin; ja
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maéritetddn (1408) ensimmadisen mitattavan pinnan (116) sijainti
méadritetyn aallonpituuden avulla;

kohdistetaan (1410) optisen séteilyn eri aallonpituudet mitattavaan
kohteeseen (114) toisen mitattavan pinnan (116B) normaalista (118B) poik-
keavasta suunnasta siten, ettad eri aallonpituudet kohdistuvat eri korkeuksille
toisen mitattavan pinnan (116B) normaalin (118B) suunnassa;

otetaan vastaan (1414) optista sateilyd ainakin peiliheijastuksen
suunnasta, joka poikkeaa toisen mitattavan pinnan (116B) normaalista (118B);

méadritetdan (1416) vastaanotetusta optisesta sateilystd aallonpi-
tuus, jolla vastaanotetun optisen séteilyn voimakkuus on suurin; ja

madritetddn (1418) toisen mitattavan pinnan (116B) sijainti maarite-
tyn aallonpituuden avulla; ja

madritetdan (1420) mitattavan kohteen (114) paksuus méadaritettyjen
pintojen (116, 116B) sijaintien avulla.

25. Patenttivaatimuksen 24 mukainen menetelma, tunnettu sii-
ta, ettd polarisoidaan (1412) mitattavasta kohteesta (114) heijastunut optinen
séteily toisen mitattavan pinnan (116B) normaalin (118B) suhteen koh-
tisuoraan suuntaan; ja

polarisoidaan (1402) mitattavasta kohteesta (114) heijastunut opti-
nen séateily ensimmaisen mitattavan pinnan (116) normaalin (118) suhteen
kohtisuoraan suuntaan.
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Patentkrav

1. Métanordning fér bestdmning av en yta hos ett objekt som skall
métas med hjélp av optisk stralning, kdnnetecknad av att métanordningen
omfattar

en optisk kélla (104);

en behandlingsenhet (112) for optisk stralning, vilken &r anordnad
att rikta olika vaglander av den optiska kéllans (104) optiska stralning mot ett
objekt (114) som skall méatas fran en riktning som avviker fran normalen (118)
fér ytan (116) som skall métas sa att olika vagléngder fokuseras pa olika hoj-
der i riktning med normalen (118) for ytan (116) som skall métas;

en detektor (108), till vilken behandlingsenheten (112) fér optisk
stralning &r anordnad att rikta optisk stralning som den mottagit, vilken optisk
straining behandlingsenheten (112) fér optisk stralning &r anordnad att motta
fran objektet (114) som skall métas atminstone fran spegelreflexionens riktning
som avviker fran riktningen fér normalen (118) for ytan (116) som skall métas;

en signalbehandlingsenhet (124), som ar anordnad aft pa basis av
en signal som en detektor (112) alstrat bestdmma den vaglangd fér den detek-
terade optiska stralningen, pa vilken den optiska stralningens styrka &r stérst,
och bestdmma laget fér ytan (116) som skall métas med hjélp av den bestam-
da vaglangden.

2. Métanordning enligt patentkrav 1, kdnnetecknad av att méat-
anordningen omfattar atminstone en polarisator (120, 122, 302), varav atmin-
stone en polarisator (120, 122, 302) ar anordnad att polarisera den optiska
stralningen som reflekterats fran objektet (114) som skall métas i en vinkelréat
riktning i forhallande till normalen (118) for ytan (116) som skall méatas.

3. Métanordning enligt patentkrav 1, kdnnetecknad av att be-
handlingsenheten (112) for optisk stralning omfattar en férsta behandlingsdel
(106) for optisk stralning foér att rikta optisk stralning mot objektet (114) som
skall métas och en andra behandlingsdel (110) for optisk stralning for att rikta
den optiska stralningen som reflekterats fran objektet (114) som skall métas till
detektorn (108).
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4. Matanordning enligt patentkrav 1, kannetecknad av att be-
handlingsenheten (112) for optisk stralning omfattar en forsta behandlingsdel
(106) for optisk stralning, en andra behandlingsdel (110) fér optisk stralning, en
reflektor (300) och en riktande stralfordelare (302);

5 den forsta behandlingsdelen (106) for optisk stralning &r anordnad
att rikta optisk stralning mot objektet (114) som skall matas;

den andra behandlingsdelen (110) for optisk stralning ar anordnad
att rikta den optiska stralningen som reflekterats fran objektet (114) som skall
matas till reflektorn (300), som &r anordnad att reflektera den optiska stralning-

10  en som reflekterats fran objektet (114) som skall matas tillbaka till objektet
(114) som skall matas via den andra behandlingsdelen (110) fér optisk stral-
ning, vilken ar anordnad att rikta den optiska stralningens olika vaglangder mot
objektet (114) som skall métas frdn en rikining som avviker fran normaien
(118) for ytan (116) som skall méatas sa att olika vaglangder fokuseras pa olika

15  hdjder i riktning med normalen (118) fér ytan (116) som skall métas, varvid en
vagléngd fokuseras pa ytan (116) som skall métas;

den férsta behandlingsdelen (106) for optisk stralning ar anordnad
att rikta den optiska stralningen som reflekterats fran objektet (114) som skall
maétas mot den optiska kallan (104); och

20 den riktande stralfordelaren (302) &r anordnad att rikta atminstone
en del av den mot den optiska kéllan (104) riktade optiska stralningen till de-
tektorn (108).

-
-

-

.

il d

5. Méatanordning enligt patentkrav 2, kdnnetecknad av att stral-
25 fordelaren (302) ar anordnad att fungera som en polarisator.

. -+
o Sew ses ses
. LY

.
L L]

6. Matanordning enligt patentkrav 3, kannetecknad av att den
forsta behandlingsdelen (106) for optisk stralning omfattar en dispersiv kom-

*0
-
-
.

N ponent (400) som ar anordnad att dispergera optisk stralning som &r riktad mot
.'. 30 objektet (114) som skall matas kromatiskt i en icke axiell riktning;

Teae’ den forsta behandlingsdelen (106) for optisk stralning omfattar en
3,5:! forsta fokuseringskomponent (408) som ar anordnad att fokusera den icke axi-
ellt dispergerade optiska stralningens olika vaglangder pa olika hdjd i riktning
sos med normalen (118) for ytan (116) av objektet (114) som skall métas; och

. 35 den andra behandlingsdelen (110) for optisk stralning omfattar en

andra dispersiv komponent (500) som ar anordnad att aviagsna dispergering
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fran den optiska strainingen som reflekterats fran objektet (114) som skall ma-
tas; och

den andra behandlingsdelen (110) for optisk stralning omfattar en
andra fokuseringskomponent (508) som &r anordnad att fokusera den optiska
stralningen i icke dispergerad form till detektorn (108).

7. Méatanordning enligt patentkrav 3, kdnnetecknad av att den
forsta behandlingsdelen (106) fér optisk stralning omfattar en dispersiv kom-
ponent (400) som &r anordnad att dispergera optisk straining som riktats mot
objektet som skall matas kromatiskt i en icke axiell riktning;

den forsta behandlingsdelen (106) fér optisk stralning omfattar en
forsta fokuseringskomponent (408) som &r anordnad att fokusera den icke axi-
elit dispergerade optiska stralningens olika vaglangder pa olika hdjd i riktning
med normalen (118) for ytan (116) av objektet (114) som skall métas; och

den andra behandlingsdelen (110) for optisk stralning omfattar en
andra fokuseringskomponent (508) som &r anordnad att fokusera den optiska
stralningen i dispergerad form till detektorn (108).

8. Matanordning enligt patentkrav 4, kannetecknad av att den
forsta behandlingsdelen (106) for optisk straining omfattar en dispersiv kom-
ponent (400) som ar anordnad att dispergera optisk stralning som ar riktad mot
objektet (114) som skall méatas kromatiskt i en icke axiell riktning;

den forsta behandlingsdelen (106) fér optisk stralning omfattar en
forsta fokuseringskomponent (408) som ar anordnad att fokusera den icke axi-
ellt dispergerade optiska stralningens olika vaglangder pa olika hojd i riktning
med normalen (118) fér ytan (116) av objektet (114) som skall méatas; och

den andra behandlingsdelen (110) for optisk stralning omfattar en
andra dispersiv komponent (500) som &r anordnad att avlagsna dispergering
fran den optiska stralningen som reflekterats fran objektet (114) som skall ma-
tas och dispergera den fran reflektorn (300) reflekterade stralningen kromatiskt
i en icke axiell riktning;

den andra behandlingsdelen (110) for optisk stralning omfattar en
andra fokuseringskomponent (508) som ar anordnad att fokusera den fran re-
flektorn (300) reflekterade, icke axiellt dispergerade optiska stralningens olika
vaglangder pa olika hojder i riktning med normalen (118) fér ytan (116) som
skall matas;
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den forsta behandlingsdelen (106) for optisk straining ar anordnad
att avlagsna dispergering fran den optiska stralningen som reflekterats fran ob-
jektet (114) som skall méatas; och

den riktande stralférdelaren (302) &r anordnad att rikta den icke dis-
pergerade optiska stralningen till detektorn (108).

9. Matanordning enligt patentkrav 4, kdnnetecknad av att de-
tektorn (108) ar en raddetektor, {ill vilken raddetektors varje element en olika
vaglangd av den icke dispergerade optiska stralningen riktas.

10. Méatanordning enligt patentkrav 1, kdnnetecknad av att
métanordningen omfattar en referensstralférdelare (302, 600) och en refe-
rensdetektor (602);

referensstralférdelaren (302, 600) &r anordnad att styra en del av
den optiska stralningen som den optiska kallan (104) sént mot objektet (114)
som skall métas till referensdetektorn (602) som &r anordnad att mata en sig-
nal som motsvarar den optiska stralningen som den mottagit som elektrisk till
signalbehandlingsenheten (124); och

signalbehandlingsenheten (124) ar anordnad att normalisera de av
detektorn (108) detekterade vaglangdernas styrkor med hjélp av de av refe-
rensdetektorn (602) detekterade vaglangdernas styrkor.

11. Métanordning enligt patentkrav 10, kdnnetecknad av att
den riktande stralférdelaren (302) &r anordnad att fungera som en referens-
stralfordelare.

12. Matanordning enligt patentkrav 1, kdnnetecknad av att sig-
nalbehandlingsenheten (124) ar anordnad att modulera den optiska kéllan
(104) och demodulera en fran detektorn (108) kommande signal som motsva-
rar den detekterade optiska stralningen.

13. Matanordning enligt patentkrav 1, kdnnetecknad av att de-
tektorn (108) omfattar en forsta detektordel (802), en andra detektordel (804),
en detektorstralfordelare (800), ett forsta filter (806) och ett andra filter (808);

det forsta filtrets (806) svar ar anordnat att vara olikt det andra fil-
trets (808) svar pa matfaltet;
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detektorstralférdelaren (800) ar anordnad att férdela den optiska
stralningen som reflekterats fran objektet (114) som skall métas sa att en del
av den optiska stralningen riktas mot den férsta detektordelen (802) via det
forsta filtret (806) och en del av den optiska strainingen riktas mot den andra
detektordelen (804) via det andra filtret (808); och

signalbehandlingsenheten (124) &r anordnad att bestdmma vag-
langden med den storsta styrkan pa grundval av forhallandet mellan den forsta
detektordelens (802) och den andra detektordelens (804) detekterade optiska
stralningar.

14. Matanordning fér matning av tjocklek hos ett objekt som skall
matas, kdnnetecknad av att méatanordningen for méatning av en forsta yta
omfattar:

en optisk kalla (104);

en behandlingsenhet (112) for optisk straining, vilken ar anordnad
att rikta olika vaglander av den optiska kéllans (104) optiska stralning mot ett
objekt (114) som skall matas fran en riktning som avviker fran normalen (118)
for ytan (116) som skall matas sa att olika vaglangder fokuseras pa olika héj-
der i riktning med normalen (118) for ytan (116) som skall méatas;

en detektor (108), till vilkken behandlingsenheten (112) for optisk
stralning &r anordnad att rikta den optiska stralningen som den mottagit, vilken
optisk stralning behandlingsenheten (112) for optisk straining ar anordnad att
motta fran objektet (114) som skall méatas atminstone fran spegelreflexionens
riktning som awviker fran riktningen fér normalen (118) for ytan (116) som skall
matas;

en signalbehandlingsenhet (124) som &r anordnad att pa basis av
en signal som en detektor (112) alstrat bestdmma den vaglangd fér den detek-
terade optiska stralningen, pa vilken den optiska stralningens styrka &r stérst,
och bestdmma laget for ytan (116) som skall métas med hjalp av den bestam-
da vaglangden; och

matanordningen omfattar for matning av en andra sida av objektet
(114) som skall matas:

en optisk kélla (104) for den andra sidan;

en behandlingsenhet (112B) foér optisk stralning for den andra sidan,
vilken &r anordnad att rikta olika vaglander av den optiska kallans (104B) op-
tiska stralning mot objektet (114) som skall métas fran en riktning som avviker
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fran normalen (118B) for den andra ytan (116B) som skall métas sa att olika
vaglangder fokuseras pa olika hojder i riktning med normalen (118B) for den
andra ytan (116B) som skall matas;

en detektor (108B) for den andra sidan, till vilken behandlingsenhe-
ten (112B) for optisk stralning ar anordnad att rikta den optiska stralningen
som den mottagit, vilken optisk stralning behandlingsenheten (112B) for optisk
stralning ar anordnad att motta fran objektet (114) som skall méatas atminstone
fran spegelreflexionens riktning som avviker fran riktningen for normalen
(118B) for ytan (116B) som skall matas;

en signalbehandlingsenhet (124) &r anordnad att pa basis av en
signal som detektorn (112B) den andra sidan alstrat bestdmma den vaglangd
for den detekterade optiska stralningen, pa vilken den optiska stralningens
styrka ar storst, och bestdmma laget fér den andra ytan (116B) som skall ma-
tas med hjalp av den bestdmda vaglangden; och

signalbehandlingsenheten (124) ar anordnad att med hjélp av de
bestamda ytornas (116, 116B) lagen mata tjockleken hos objektet (114) som
skall métas.

15. Matanordning enligt patentkrav 14, kannetecknad av att
maéatanordningen omfattar atminstone en polarisator (120, 122, 302), varav at-
minstone en polarisator (120, 122, 302) ar anordnad att polarisera den optiska
stralningen som reflekterats fran objektet (114) som skall méatas i en vinkelrét
riktning i forhallande till normalen (118) for ytan (116) som skall matas; och
métanordningen omfattar atminstone en polarisator (120B, 122B, 302B) fér
den andra sidan, varav atminstone en polarisator (120, 122, 302) for den and-
ra sidan &r anordnad att polarisera den optiska stralningen som reflekterats
fran objektet (114) som skall méatas i en vinkelrét riktning i forhallande till nor-
malen (118B) fér den andra ytan (116B) som skall métas.

16. Forfarande for bestamning av en yta hos ett objekt som skall
métas med hjalp av optisk stralning, kdnnetecknat av att

den optiska stralningens olika vaglangder riktas (1300) mot objektet
(114) som skall métas fran en riktning som avviker fran normalen (118) for ytan
(116) som skall méatas sa att olika vaglangder fokuseras pa olika hojder i rikt-
ning med normalen (118) for ytan (116) som skall métas;

optisk stralning mottas (1304) atminstone fran spegeireflexionens
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riktning som avviker fran normalen (118) for ytan (116) som skall méatas;

hos den mottagna optiska stralningen bestdms (1306) en vaglangd,
pa vilken den mottagna optiska stralningens styrka &r storst; och

laget for ytan (116) av objektet (114) som skall matas bestams
(1308) med hjélp av den bestamda vagléngden.

17. Forfarande enligt patentkrav 16, kdnnetecknat av att den
optiska stralningen som reflekterats fran objektet (114) som skall méatas polari-
seras (1302) i en vinkelrdt riktning i forhallande till normalen (118) for ytan
(116) som skall méatas.

18. Forfarande enligt patentkrav 16, kdnnetecknat av att den
mot objektet (114) som skall méatas riktade optiska stralningen dispergeras
kromatiskt i en icke axiell riktning;

den icke axiellt dispergerade optiska strainingens olika vaglangder
fokuseras pa olika héjd i riktning av normalen (118) for ytan (116) av objektet
(114) som skall matas, varvid en vaglangd fokuseras till ytan (116) som skall
maétas.

19. Forfarande enligt patentkrav 17, kdnnetecknat av att dis-
pergeringen avlagsnas fran den mottagna optiska stralningen;

hos den icke dispergerade optiska stralningen bestdms en vag-
langd, pa vilken den optiska stralningens styrka ar storst.

20. Forfarande enligt patentkrav 17, kannetecknat av att hos
den dispergerade mottagna optiska stralningen bestdams en vaglangd, pa vil-
ken den mottagna optiska stralningens styrka ar storst.

21. Forfarande enligt patentkrav 16, kannetecknat av att den
optiska stralningen som reflekterats fran objektet (114) som skall métas reflek-
teras tillbaka till objektet (114) som skall matas sa att den optiska stralningen
reflekteras fran objektet (114) som skall méatas i namnda riktning som anvéants
vid riktningen och som avviker fran normalen (118) fér ytan (116) som skall
métas; och den optiska stralningen som reflekterats fran objektet (114) som
skall matas styrs att mottas.
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22. Forfarande enligt patentkrav 16, kdnnetecknat av att en del
av den optiska stralningen som den optiska kallan (104) sant mot objektet
(114) som skall méatas styrs till en referensdetektor (602);

en elektrisk signal som motsvarar den av referensdetektorn (602)
mottagna optiska stralningen matas till en signalbehandlingsenhet (124); och

de av detektorn (108) detekterade vagldngdernas styrkor normalise-
ras i signalbehandlingsenheten (124) med hjalp av de av referensdetektorn
(602) detekterade vaglangdernas styrkor.

23. Forfarande enligt paténtkrav 16, kdnnetecknat av att den
av den optiska kallan (104) sanda optiska stralningen moduleras och en detek-
terad signal som motsvarar moduleringen demoduleras.

24. Forfarande fér matning av tjockleken av ett objekt som skall ma-
tas med hjalp av optisk stralning, kdnnetecknat av att

den optiska stralningens olika vaglangder riktas (1400) mot objektet
(114) som skall matas i en riktning som avviker fran normalen (118) for en for-
sta yta (116) som skall matas sa att de olika vaglangderna riktas pa olika hoj-
der i riktning med normalen (118) for den forsta ytan (116) som skall métas;

optisk stralning mottas (1404) atminstone fran spegelreflexionens
riktning, vilken avviker fran normalen (118) fér den férsta ytan (116) som skall
matas;

hos den mottagna optiska stralningen bestams (1406) en vaglangd,
pa vilken den optiska stralningens styrka ar storst; och

laget for den forsta ytan (116) som skall méatas bestams (1408) med
hjalp av den bestdmda vaglangden;

den optiska stralningens olika vaglangder riktas (1410) mot objektet
(114) som skall méatas i en riktning som avviker fran normalen (118B) for en
andra yta (116B) som skall métas sa att de olika vaglangderna riktas pa olika
hojder i riktning av normalen (118B) fér den andra ytan (116B) som skall ma-
tas;

optisk stralning mottas (1414) atminstone fran spegelreflexionens
riktning, vilken avviker fran normalen (118B) for den andra ytan (116B) som
skall méatas;

hos den mottagna optiska stralningen bestédms (1416) en vaglangd,
pa vilken den optiska stralningens styrka ar storst; och
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laget for den andra ytan (116B) som skall matas bestams (1418)
med hjalp av den bestdmda vaglangden; och

tjockleken hos objektet (114) som skall méatas bestams (1420) med
hjalp av laget for de bestdmda ytorna (116, 116B).

25. Forfarande enligt patentkrav 24, kdnnetecknat av att den
optiska stralningen som reflekterats fran objektet (114) som skall méatas polari-
seras (1412) i en vinkelrat riktning i férhallande till normalen (118B) fér den
andra ytan (116B) som skall méatas; och

den optiska stralningen som reflekterats fran objektet (114) som
skall métas polariseras (1402) i en vinkelrat riktning i férhallande till normalen
(118) for den férsta ytan (116) som skall matas.
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